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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月11日(2021.8.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射装置であって、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、当該
照射チャンバが、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源に隣接して配置された防湿乾燥剤と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構と、
を備え、
　前記少なくとも１つの冷却チャンバの内部表面の少なくとも一部分は、前記少なくとも
１つの照射チャンバの外部表面の少なくとも一部分を含み、前記少なくとも１つの冷却チ
ャンバは、前記少なくとも１つの照射チャンバと流体連通しているものである、
照射装置。
【請求項２】
　照射装置であって、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、当該
照射チャンバが、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
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入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構と、
を備え、
　前記少なくとも１つの冷却チャンバの内部表面の少なくとも一部分は、前記少なくとも
１つの照射チャンバの外部表面の少なくとも一部分を含み、前記少なくとも１つの冷却チ
ャンバは、前記少なくとも１つの照射チャンバと流体連通しているものであり、
　当該照射装置が、複数のＵＶ放射源と、少なくとも１つの入口ポートおよび少なくとも
１つの出口ポートを各々が有する複数の照射チャンバとを備え、前記ＵＶ放射源のすべて
が、単一の冷却チャンバに熱結合されている、
照射装置。
【請求項３】
　照射装置であって、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、当該
照射チャンバが、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構と、
を備え、
　前記少なくとも１つの冷却チャンバの内部表面の少なくとも一部分は、前記少なくとも
１つの照射チャンバの外部表面の少なくとも一部分を含み、前記少なくとも１つの冷却チ
ャンバは、前記少なくとも１つの照射チャンバと流体連通しているものであり、
　前記１つまたは複数の放射源からの前記放射の一部分を１つまたは複数の２次チャンバ
の表面へと透過して、前記表面でのバイオフィルム形成を抑制する、
照射装置。
【請求項４】
　照射装置であって、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、当該
照射チャンバが、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構と、
を備え、
　前記少なくとも１つの冷却チャンバの内部表面の少なくとも一部分は、前記少なくとも
１つの照射チャンバの外部表面の少なくとも一部分を含み、前記少なくとも１つの冷却チ
ャンバは、前記少なくとも１つの照射チャンバと流体連通しているものである、
照射装置。
【請求項５】
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　照射チャンバ内に配置された照射対象の物質を含有している流体の照射方法であって、
前記照射方法が、
　（１）照射装置を用意する工程であって、前記照射装置が、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、前記
照射チャンバは、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構とを備え、
　前記少なくとも１つの冷却チャンバの内部表面の少なくとも一部分は、前記少なくとも
１つの照射チャンバの外部表面の少なくとも一部分を含み、前記少なくとも１つの冷却チ
ャンバは、前記少なくとも１つの照射チャンバと流体連通しているものである工程と、
　（２）前記照射装置を使用して、前記照射対象の物質を含有している流体を照射する工
程と、
を含む、流体の照射方法。
【請求項６】
　照射装置であって、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、前記
照射チャンバは、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源に隣接して配置された防湿乾燥剤と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構と
を備える、照射装置。
【請求項７】
　照射チャンバ内に配置された照射対象の物質含有する流体の照射方法であって、前記照
射方法が、
　（１）照射装置を用意する工程であって、前記照射装置が、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、前記
照射チャンバは、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構と、
　を備えるものである工程と、
　（２）前記照射装置を使用して、前記照射対象物質を含有する流体を照射する工程と
を含み、
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　前記１つまたは複数の放射源からの前記放射の一部分を１つまたは複数の２次チャンバ
の表面へと透過して、前記表面でのバイオフィルム形成を抑制する、流体の照射方法。
【請求項８】
　照射装置であって、
　照射対象の物質を含有する流体のための少なくとも１つの照射チャンバであって、前記
照射チャンバは、前記照射チャンバに流入する流体流のための少なくとも１つの入口ポー
ト、および前記照射チャンバから流出する流体流のための少なくとも１つの出口ポートを
有する、照射チャンバと、
　少なくとも１つの冷却チャンバであって、前記冷却チャンバは、前記冷却チャンバに流
入する流体流のための少なくとも１つの入口ポート、および前記冷却チャンバから流出す
る流体流のための少なくとも１つの出口ポートを有する、冷却チャンバと、
　前記少なくとも１つの照射チャンバに結合された１つまたは複数のＵＶ放射源と、
　前記１つまたは複数の放射源および前記少なくとも１つの冷却チャンバに熱結合された
少なくとも１つの熱交換機構と
を備え、
　前記１つまたは複数の放射源からの前記放射の一部分を１つまたは複数の２次チャンバ
の表面へと透過して、前記表面でのバイオフィルム形成を抑制する、照射装置。
【請求項９】
　前記熱交換機構が、熱電冷却デバイス、蒸気チャンバ、ヒートシンク、放熱構造、ファ
ン、熱転写材料、流体に熱結合される材料、および冷却コーティングのうちの１つまたは
複数を備える、請求項１乃至４、６、および８のいずれか一項に記載の照射装置。
【請求項１０】
　前記熱交換機構が、ヒートシンクまたは熱転写材料、あるいはそれらの組み合わせであ
る、請求項９に記載の照射装置。
【請求項１１】
　前記１つまたは複数の放射源に隣接して配置された防湿乾燥剤をさらに備える、請求項
２、３、４、および８のいずれか一項に記載の照射装置。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、１つまたは複数のＵＶ－Ｃ放射源、あるいはそれ
らの組み合わせを備える、請求項１乃至４、６、および８のいずれか一項に記載の照射装
置。
【請求項１３】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、アレイに配列された複数の放射源を備える、請求
項１乃至４、６、および８のいずれか一項に記載の照射装置。
【請求項１４】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源の１つまたは複数の波長が、動的に調整可能である、
請求項１乃至４、６、および８のいずれか一項に記載の照射装置。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源の１つまたは複数の波長が、前記照射対象の物質中の
汚染物質の同定に基づいて選択される、請求項１乃至４、６、および８のいずれか一項に
記載の照射装置。
【請求項１６】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、前記照射対象の物質に、前記照射対象の物質中で
蛍光を誘発する１つまたは複数の波長を送達し、それによって、前記照射対象の物質中の
前記汚染物質の前記同定を可能にする、請求項１５に記載の照射装置。
【請求項１７】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、前記照射対象の物質に、波長の組み合わせを送達
する、請求項１乃至４、６、および８のいずれか一項に記載の照射装置。
【請求項１８】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、マイクロプラズマランプを含む、請求項１乃至４
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、６、および８のいずれか一項に記載の照射装置。
【請求項１９】
　複数のＵＶ放射源と、少なくとも１つの入口ポートおよび少なくとも１つの出口ポート
を各々が有する複数の照射チャンバとを備え、前記ＵＶ放射源のすべてが、単一の冷却チ
ャンバに熱結合されている、請求項１、３、４、６、および８のいずれか一項に記載の照
射装置。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数の放射源からの前記放射の一部分を１つまたは複数の２次チャンバ
の表面へと透過して、前記表面でのバイオフィルム形成を抑制する、請求項１、２、４、
および６いずれか一項に記載の照射装置。
【請求項２１】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、１つまたは複数のＵＶ－Ｃ放射源、あるいはそれ
らの組み合わせを備える、請求項５または７に記載の照射方法。
【請求項２２】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源の１つまたは複数の波長が、前記照射対象の物質中の
汚染物質の同定に基づいて選択される、請求項５または７に記載の照射方法。
【請求項２３】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、前記照射対象の物質に、前記照射対象の物質中で
蛍光を誘発する１つまたは複数の波長を送達し、それによって、前記照射対象の物質中の
前記汚染物質の前記同定を可能にする、請求項５または７に記載の照射方法。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数のＵＶ放射源が、前記照射対象の物質に、波長の組み合わせを送達
する、請求項５または７に記載の照射方法。
【請求項２５】
　複数のＵＶ放射源と、少なくとも１つの入口ポートおよび少なくとも１つの出口ポート
を各々が有する複数の照射チャンバとを備え、前記ＵＶ放射源のすべてが、単一の冷却チ
ャンバに熱結合されている、請求項５または７に記載の照射方法。
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